Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ

При подготовке учебного пособия основное внимание было уделено  выявлению тех фундаментальных противоречий и особенностей, которые определяют состояние и развитие современной диагностики микро- и наноструктур. Необходимость такого анализа определяется следующими факторами:

1. Диагностика микро- и наноструктур в настоящее время стала тем «бутылочным горлышком», которое определяет возможности реализации многочисленных лабораторных достижений нанотехнологии в массовом производстве. Без нахождения систем параметров, определяющих воспроизводимость свойств и выход годных на различных этапах создания изделий в массовом производстве, без создания и внедрения основ метрологии наноструктур нанотехнология на долгие годы может остаться  « лучшим методом решения проблемы в поисках её». Всё в большей степени подобная ситуация складывается и в микроэлектронике, в которой, например, переход на 22 нм технологию не имеет в ряде случаев даже ясности в путях разрешения ряда задач диагностики и анализа.

2. Диагностика микро - и наноструктур по количеству отдельных определяемых параметров, по диапазонам их изменения, по многообразию используемых явлений, методов и средств не имеет аналогов ни в одном из видов деятельности, ни в одной из областей знания. В то же время динамизм обновления параметров, знаний, методов и аппаратуры необычайно высок. 

Поэтому, необходим  уход или совмещение традиционных алгоритмов детального углублённого изучения отдельных методик и аппаратуры с методами, которые позволяли бы овладеть общими для ряда методов принципами и приёмами получения многопараметровой информации.

Становится всё более очевидным недостаточность углублённого накопления знаний, теоретического обучения без обучения методам получения новых знаний и использования теоретического багажа, без навыков и умений проведения сопоставительного анализа различных методов, средств и аппаратуры по совокупности значимых факторов.

Критерием овладения курсом может быть только умение решения конкретных задач на основе использования имеющегося  знания и приобретения  нового.

3. Особое значение приобретает оценка точности, оценка достоверности получаемых данных и адекватности объекта исследований той модели, которая заложена в основу метода и обработки данных измерений. Оценка достоверности предполагает наряду с численным отображением влияния погрешностей косвенных измерений на искомый результат и оценку влияния возможных отклонений используемой модели от свойственной объекту во  время проведения измерений.

4 Определяюще важным при анализе и диагностике  микро- и наноструктур является овладение специфическими особенностями моделирования структур и решения прямых и обратных задач. Численный эксперимент по существу становится математической основой не только разработки и изучения методов диагностики, но и рабочим приёмом, являющимся одной из основных составляющих при их практической реализации .

Следует отметить, что систематизации и  необходимого анализа особенностей и  задач и учебной, ни в научной литературе найти не удалось. 
В разделе 2 обсуждаются особенности методов диагностики  и анализа микро – и наносистем:
2.1. Возможность модификации объекта измерений или его состояния измерительными агентами 

2.2. Модельные представления в диагностике микро- и наноструктур
2.3. Одно- и многопараметровые измерения

В разделе 3 рассматриваются особенности вычислительного эксперимента в методах диагностики и анализа микро и наноструктур.

В разделе 4 описывается методы многопараметрой диагностики неупорядоченных микро и наноструктур:
4.1. Описания электродинамических и электрофизических свойств многокомпонентных сред 

4.2. Методы определения свойств компо0зитов.

4.3 Определение параметров композита и свойств компонентов в условиях фазового перехода металл-полупроводник 

4.4. Диагностика свойств структур частично окисленного пористого кремния (морфология, особенности проводимости, поверхностные состояния, барьеры) на основе измерений вольтамперных вольт-фарадные и частотных емкостных характеристик

4.5. Влияние адсорбции полярных молекул на электрофизические и емкостные характеристики наноструктур на основе окисленного пористого кремния.
В разделе 5 приведена современная классификация эмиссионных методов диагностики наноматериалов и структур:
5.1. Классификация и сопоставительный анализ методов

5.2. ВИМС

5.3 Электронная Оже спектроскопия

5.4. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия

5.4.1. Качественный анализ

5.4.2. Количественный анализ 

5.5. Растровая электронная микроскопия.

Разделы содержат перечни вопросов, упражнений и задач
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